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Curs: 2024 Crèdits ECTS: 4.0 Idiomes: Anglès

PROFESSORAT

Professorat responsable: Garrido Fernández, Blas

Altres: Garrido Fernández, Blas
Hernandez Marquez, Sergio

METODOLOGIES DOCENTS

Classes magistrals i exercicis a l'aula. Classes pràctiques al laboratori.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Adquirir coneixements bàsics sobre els mètodes, instruments i aplicacions més comuns en la caracterització de materials en xips de
micro/nanoelectrònica.
Aprendre a avaluar els diferents passos de la recerca, desenvolupament i  producció de tecnologia de fabricació de materials i
dispositius, basant-se en cadascuna de les tècniques i la informació proporcionada respectivament.
Ser capaç de seleccionar i aplicar l'estratègia de caracterització més adequada per a casos d'ús rellevants en micro/nanoelectrònica.
Adquirir coneixements i pràctica directa de les eines bàsiques d'inspecció i caracterització en sala neta, incloent òptiques, mecàniques
i elèctriques.
Adquirir coneixements i pràctica directa amb eines de microscòpia i anàlisi de superfícies, sent capaç d'extreure informació rellevant.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 70,0 70.00

Hores grup gran 24,0 24.00

Hores grup petit 6,0 6.00

Dedicació total: 100 h
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CONTINGUTS

Caracterització Avançada de Materials, Dispositius i Processament

Descripció:
Aquest curs és una introducció general als mètodes de caracterització de materials, instruments i aplicacions utilitzats en la
microelectrònica de semiconductors convencional, així com en les nanotecnologies emergents. Descriu les tècniques més
comunes aplicades a materials massius, pel·lícules fines i nanomaterials, i cobreix els aspectes estructurals, compositius,
morfològics i funcionals més rellevants per a aquesta indústria.

Objectius específics:
Adquirir coneixements bàsics sobre els mètodes, instruments i aplicacions més comuns en la caracterització de materials en xips
de micro/nanoelectrònica.
Aprendre a avaluar els diferents passos de la recerca, desenvolupament i producció de tecnologia de fabricació de materials i
dispositius, basant-se en cadascuna de les tècniques i la informació proporcionada respectivament.
Ser capaç de seleccionar i aplicar l'estratègia de caracterització més adequada per a casos d'ús rellevants en
micro/nanoelectrònica.
Adquirir coneixements i pràctica directa de les eines bàsiques d'inspecció i caracterització en sala neta, incloent òptiques,
mecàniques i elèctriques.
Adquirir coneixements i pràctica directa amb eines de microscòpia i anàlisi de superfícies, sent capaç d'extreure informació
rellevant.

Activitats vinculades:
Pràctiques amb instrumentació al laboratori.

Dedicació: 32h
Grup gran/Teoria: 32h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Examen i treball pràctic (50% i 50%)
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